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본 발명은 설치 위치, 형상 및 크기가 양호하게 제어된 광학 부품 및 그 제조 방법을 제공하는 것을 과제로 한다.

본 발명의 광학 부품(100)은 기체(10) 위에 설치된 토대 부재(12)와, 토대 부재(12)의 상면(12a) 위에 설치된 광학 부재

(14)를 포함한다.
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특허청구의 범위

청구항 1.

기체(基體) 위에 설치된 토대(土臺) 부재와,

상기 토대 부재의 상면(上面) 위에 설치된 광학 부재를 포함하고,

상기 광학 부재의 주위가 밀봉재로 매립된 광학 부품.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 토대 부재는 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 이루어지는 광학 부품.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 광학 부재는 렌즈로서의 기능을 갖는 광학 부품.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 광학 부재는 편향(偏向) 소자로서의 기능을 갖는 광학 부품.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 광학 부재는 분광(分光) 소자로서의 기능을 갖는 광학 부품.

청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 광학 부재는 원구(圓球) 형상 또는 타원구(楕圓球) 형상인 광학 부품.

청구항 7.

제 1 항에 있어서,
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상기 광학 부재는 절단 원구 형상 또는 절단 타원구 형상인 광학 부품.

청구항 8.

제 1 항에 있어서,

상기 토대 부재의 상면이 삼각형이고,

상기 광학 부재는 상기 토대 부재의 상면에 대하여 액체방울을 토출하여 광학 부재 전구체(前驅體)를 형성한 후, 상기 광학

부재 전구체를 경화(硬化)시킴으로써 형성된 광학 부품.

청구항 9.

제 1 항에 있어서,

상기 광학 부재의 단면(斷面)은 원 또는 타원인 광학 부품.

청구항 10.

제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 광학 부재는 에너지를 부가함으로써 경화 가능한 액체 재료를 경화시킴으로써 형성된 광학 부품.

청구항 11.

제 10 항에 있어서,

상기 광학 부재는 자외선 경화형 수지로 이루어지는 광학 부품.

청구항 12.

제 10 항에 있어서,

상기 광학 부재는 열경화형 수지로 이루어지는 광학 부품.

청구항 13.

제 1 항에 있어서,

상기 토대 부재의 상면은 원형, 타원형, 또는 삼각형 중 어느 하나인 광학 부품.

청구항 14.

제 1 항에 있어서,
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상기 토대 부재의 상면은 곡면(曲面)인 광학 부품.

청구항 15.

제 1 항에 있어서,

상기 토대 부재의 상면과, 상기 토대 부재의 측부(側部)에서 상기 상면과 접하는 면이 이루는 각이 예각인 광학 부품.

청구항 16.

제 1 항에 있어서,

상기 토대 부재의 상부는 역(逆)테이퍼 형상으로 형성되어 있는 광학 부품.

청구항 17.

제 1 항에 있어서,

상기 토대 부재는 상기 기체와 일체화하여 형성되어 있는 광학 부품.

청구항 18.

제 1 항에 있어서,

상기 광학 부재가 마이크로렌즈이고, 마이크로렌즈 기판으로서 기능하는 광학 부품.

청구항 19.
삭제

청구항 20.

(a) 기체 위에 토대 부재를 형성하고,

(b) 상기 토대 부재의 상면에 대하여 액체방울을 토출하여 광학 부재 전구체를 형성하고,

(c) 상기 광학 부재 전구체를 경화시켜 광학 부재를 형성하는 것을 포함하는 광학 부품의 제조 방법.

청구항 21.

제 20 항에 있어서,

상기 (a)에서, 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 상기 토대 부재를 형성하는 광학 부품의 제조 방법.

청구항 22.
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제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,

상기 (b)에서, 상기 액체방울의 토출은 잉크젯법에 의해 행해지는 광학 부품의 제조 방법.

청구항 23.

제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,

상기 (c)에서, 상기 광학 부재 전구체의 경화는 에너지의 부가에 의해 행해지는 광학 부품의 제조 방법.

청구항 24.

제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,

상기 (a)에서, 상기 토대 부재의 상면과, 상기 토대 부재의 측부에서 상기 상면과 접하는 면이 이루는 각이 예각으로 되도

록 상기 토대 부재를 형성하는 광학 부품의 제조 방법.

청구항 25.

제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,

상기 (a)에서, 상기 토대 부재의 상부를 역테이퍼 형상으로 형성하는 광학 부품의 제조 방법.

청구항 26.

제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,

상기 (b)보다 전에, (d) 상기 액체방울에 대한 상기 토대 부재의 상면의 습윤성(wettability)을 조정하는 것을 더 포함하는

광학 부품의 제조 방법.

청구항 27.

제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,

상기 광학 부재가 마이크로렌즈이고, 상기 광학 부품이 마이크로렌즈 기판인 광학 부품의 제조 방법.

청구항 28.

제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,

(e) 상기 광학 부재의 주위를 밀봉재로 매립하는 것을 더 포함하는 광학 부품의 제조 방법.

청구항 29.
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(a) 기체 위에 토대 부재를 형성하고,

(b) 상기 토대 부재의 상면에 대하여 액체방울을 토출하여, 광학 부재 전구체를 형성하고,

(c) 상기 광학 부재 전구체를 경화시켜 광학 부재를 형성하고,

(d) 상기 광학 부재를 상기 토대 부재의 상면으로부터 떼어내는 것을 포함하는 광학 부품의 제조 방법.

청구항 30.

제 29 항에 있어서,

상기 (a)에서, 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 상기 토대 부재를 형성하는 광학 부품의 제조 방법.

청구항 31.

기판 위에 설치된 토대 부재와,

상기 토대 부재의 상면 위에 설치된 렌즈를 포함하고,

상기 렌즈의 주위가 밀봉재로 매립된 마이크로렌즈 기판.

청구항 32.

제 31 항에 있어서,

상기 토대 부재는 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 이루어지는 마이크로렌즈 기판.

청구항 33.

(a) 기체 위에 토대 부재를 형성하고,

(b) 상기 토대 부재의 상면에 대하여 액체방울을 토출하여 렌즈 전구체를 형성하고,

(c) 상기 렌즈 전구체를 경화시켜 렌즈를 형성하는 것을 포함하는 마이크로렌즈 기판의 제조 방법.

청구항 34.

제 33 항에 있어서,

상기 (a)에서, 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 상기 토대 부재를 형성하는 마이크로렌즈 기판의 제조 방법.

청구항 35.

제 31 항 또는 제 32 항에 기재된 마이크로렌즈 기판을 구비한 표시 장치.
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청구항 36.

제 31 항 또는 제 32 항에 기재된 마이크로렌즈 기판을 구비한 촬상 소자.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 설치 위치, 형상 및 크기가 양호하게 제어된 광학 부품 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 마이크로렌즈 기판 및 그 제조 방법, 표시 장치, 촬상 소자에 관한 것이다.

예를 들면, 렌즈 등의 광학 부재를 제조하는 방법 중의 하나로서, 액체 재료로 이루어진 액체방울을 기체(基體) 위에 토출

한 후에 경화시키는 방법이 알려져 있다. 그러나, 이 방법에서는 액체방울과 기체 사이의 접촉각에 의해 얻어지는 광학 부

재의 형상이 제약되기 때문에, 초점거리가 알맞게 조정된 광학 부재를 얻는 것이 어려웠다.

또한, 예를 들어, 기체 표면의 습윤성(wettability)을 조정함으로써, 원하는 형상의 광학 부재를 형성하는 방법이 있다(예를

들어, 일본국 특개평2-165932호 공보 및 일본국 특개2000-280367호 공보 참조).

그러나, 이 방법에서는, 광학 부재의 형상, 크기 및 설치 위치를 엄밀하게 제어하기 위해서는 불충분했다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 설치 위치, 형상 및 크기가 양호하게 제어된 광학 부품 및 그 제조 방법을 제공함에 있다.

또한, 본 발명의 목적은 렌즈의 설치 위치, 형상 및 크기가 양호하게 제어된 마이크로렌즈 기판 및 그 제조 방법, 상기 마이

크로렌즈 기판을 구비한 표시 장치, 촬상 소자를 제공함에 있다.

발명의 구성

1. 광학 부품

본 발명의 광학 부품은 기체 위에 설치된 토대 부재와, 상기 토대 부재의 상면 위에 설치된 광학 부재를 포함한다.

여기서, 「기체」는 상기 토대 부재를 설치할 수 있는 면을 갖는 것을 의미한다. 상기 면은 상기 토대 부재를 설치할 수 있

는 한, 평면일 수도 있고 곡면일 수도 있다. 따라서, 이러한 면을 갖고 있으면, 상기 기체 자체의 형상은 특별히 한정되지 않

는다. 또한, 상기 토대 부재는 기체와 일체화하여 설치되어 있을 수도 있다.

또한, 「토대 부재」는 상기 광학 부재를 설치할 수 있는 상면을 갖는 부재를 의미하고, 「토대 부재의 상면」은 상기 광학

부재가 설치되는 면을 의미한다. 상기 토대 부재의 상면은 상기 광학 부재를 설치할 수 있는 한, 평면일 수도 있고 곡면일

수도 있다. 또한, 「광학 부재」는 광의 성질이나 진행 방향을 바꾸는 기능을 갖는 부재를 의미한다.

본 발명에 의하면, 상기 구성을 갖는 것에 의해, 상기 토대 부재의 상면의 형상이나 높이 등을 제어함으로써, 설치 위치, 형

상 및 크기가 양호하게 제어된 광학 부재를 포함하는 광학 부품을 얻을 수 있다. 상세하게는, 본 발명의 실시예의 부분에서

설명한다.

본 발명의 광학 부품은 이하의 형태 (1)∼(10)을 취할 수 있다.
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(1) 상기 토대 부재는 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 이루어질 수 있다. 여기서, 「통과」는 상기 토대 부재에 입사

한 광이 입사한 후, 상기 토대 부재로부터 광이 출사하는 것을 의미하고, 상기 토대 부재에 입사한 광이 모두 상기 토대 부

재로부터 출사하는 경우뿐만 아니라, 상기 토대 부재에 입사한 광의 일부만이 상기 토대 부재로부터 출사하는 경우를 포함

한다.

(2) 상기 광학 부재는 렌즈, 편향(偏向) 소자, 또는 분광(分光) 소자로서의 기능을 가질 수 있다.

(3) 상기 광학 부재는 원구(圓球) 형상 또는 타원구(楕圓球) 형상일 수 있다.

(4) 상기 광학 부재는 절단 원구 형상 또는 절단 타원구 형상일 수 있다. 여기서, 「절단 원구 형상」은 원구를 일 평면으로

절단하여 얻어지는 형상을 의미하고, 상기 원구는 완전한 원구뿐만 아니라, 원구와 유사한 형상도 포함한다. 또한, 「절단

타원구 형상」은 타원구를 일 평면으로 절단하여 얻어지는 형상을 의미하고, 타원구는 완전한 타원구뿐만 아니라, 타원구

와 유사한 형상도 포함한다.

이 경우, 상기 광학 부재의 단면은 원 또는 타원일 수 있다. 또한, 이 경우, 상기 광학 부재에 렌즈 또는 편향 소자로서의 기

능을 부여할 수 있다.

(5) 상기 토대 부재의 상면이 삼각형이고, 상기 광학 부재는 상기 토대 부재의 상면에 대하여 액체방울을 토출하여 광학 부

재 전구체를 형성한 후, 상기 광학 부재 전구체를 경화(硬化)시킴으로써 형성할 수 있다. 이 경우, 상기 광학 부재에 분광

소자로서의 기능을 부여할 수 있다.

(6) 상기 광학 부재는 에너지를 부가함으로써 경화 가능한 액체 재료를 경화시킴으로써 형성할 수 있다.

이 경우, 상기 광학 부재는 자외선 경화형 수지 또는 열경화형 수지로 이루어질 수 있다.

(7) 상기 토대 부재의 상면은 원형, 타원형, 또는 삼각형 중 어느 하나일 수 있다.

(8) 상기 토대 부재의 상면은 곡면(曲面)일 수 있다.

(9) 상기 토대 부재의 상면과, 상기 토대 부재의 측부(側部)에서 상기 상면과 접하는 면이 이루는 각이 예각일 수 있다. 이

구성에 의하면, 액체방울을 토출하여 광학 부재 전구체를 형성한 후에 경화시켜 상기 광학 부재를 형성할 경우, 상기 토대

부재의 측면이 상기 액체방울에 의해 젖는 것을 방지할 수 있다. 그 결과, 원하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재를 확실하

게 형성할 수 있다.

이 경우, 상기 토대 부재의 상부를 역(逆)테이퍼 형상으로 형성할 수 있다. 여기서, 「상기 토대 부재의 상부」는 상기 토대

부재 중 상기 상면 근방의 영역을 의미한다. 이 구성에 의하면, 액체방울을 토출하여 광학 부재 전구체를 형성한 후에 경화

시켜 상기 광학 부재를 형성할 경우, 상기 토대 부재의 안정성을 유지하면서, 상기 토대 부재의 상면과 측면이 이루는 각을

보다 작게 할 수 있다. 이것에 의해, 상기 토대 부재의 측면이 상기 액체방울에 의해 젖는 것을 확실하게 방지할 수 있다. 그

결과, 원하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재를 보다 확실하게 형성할 수 있다.

(10) 상기 광학 부재가 마이크로렌즈이고, 마이크로렌즈 기판으로서 기능할 수 있다.

이 경우, 상기 광학 부재의 주위가 밀봉재로 매립되어 있을 수 있다. 이것에 의해, 상기 광학 부재를 상기 토대 부재의 상면

위에 확실하게 고정시킬 수 있다.

2. 광학 부품의 제조 방법

본 발명의 광학 부품의 제조 방법은 (a) 기체 위에 토대 부재를 형성하고, (b) 상기 토대 부재의 상면에 대하여 액체방울을

토출하여 광학 부재 전구체를 형성하고, (c) 상기 광학 부재 전구체를 경화시켜 광학 부재를 형성하는 것을 포함한다.

본 발명에 의하면, 상기 (a)에서 상기 토대 부재의 상면의 형상이나 높이 및 설치 위치 등을 조정하고, 상기 (b)에서 상기

액체방울의 토출량을 조정하는 것 등에 의해, 설치 위치, 형상 및 크기가 양호하게 제어된 광학 부재를 포함하는 광학 부품

을 형성할 수 있다. 상세하게는, 본 실시예의 부분에서 설명한다.
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본 발명의 광학 부품의 제조 방법은 이하의 형태 (1)∼(7)을 취할 수 있다.

(1) 상기 (a)에서, 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 상기 토대 부재를 형성할 수 있다.

(2) 상기 (b)에서, 상기 액체방울의 토출을 잉크젯법에 의해 행할 수 있다. 이 방법에 의하면, 상기 액체방울 토출량의 미묘

한 조정이 가능하기 때문에, 미세한 광학 부재를 상기 토대 부재의 상면 위에 간편하게 설치할 수 있다.

(3) 상기 (c)에서, 상기 광학 부재 전구체의 경화를 에너지의 부가에 의해 행할 수 있다.

(4) 상기 (a)에서, 상기 토대 부재의 상면과, 상기 토대 부재의 측부에서 상기 상면과 접하는 면이 이루는 각이 예각으로 되

도록 상기 토대 부재를 형성할 수 있다. 이것에 의해, 상기 (b)에서 상기 토대 부재의 측면이 상기 액체방울에 의해 젖는 것

을 방지할 수 있다. 그 결과, 원하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재를 확실하게 형성할 수 있다.

이 경우, 상기 (a)에서 상기 토대 부재의 상부를 역테이퍼 형상으로 형성할 수 있다. 이것에 의해, 상기 토대 부재의 안정성

을 유지하면서, 상기 토대 부재의 상면과 측면이 이루는 각을 보다 작게 할 수 있다. 이것에 의해, 상기 (b)에서 상기 토대

부재의 측면이 상기 액체방울에 의해 젖는 것을 확실하게 방지할 수 있다. 그 결과, 원하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재

를 보다 확실하게 형성할 수 있다.

(5) 또한, 상기 (b)보다 전에, (d) 상기 액체방울에 대한 상기 토대 부재의 상면의 습윤성(wettability)을 조정할 수 있다. 이

것에 의해, 원하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재를 형성할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 상기 토대 부재의 상면에 상기 액

체방울에 대하여 친액성(親液性) 또는 발액성(撥液性)을 갖는 막을 형성함으로써, 상기 액체방울에 대한 상기 토대 부재의

상면의 습윤성을 제어할 수 있다.

(6) 상기 광학 부재가 마이크로렌즈이고, 상기 광학 부품이 마이크로렌즈 기판일 수 있다.

(7) (e) 상기 광학 부재의 주위를 밀봉재로 매립하는 것을 더 포함할 수 있다. 이것에 의해, 상기 토대 부재의 상면 위에 상

기 광학 부재를 간편한 방법에 의해 고정시킬 수 있다.

3. 광학 부재의 제조 방법

본 발명의 광학 부재의 제조 방법은 (a) 기체 위에 토대 부재를 형성하고, (b) 상기 토대 부재의 상면에 대하여 액체방울을

토출하여, 광학 부재 전구체를 형성하고, (c) 상기 광학 부재 전구체를 경화시켜, 광학 부재를 형성하며, (d) 상기 광학 부

재를 상기 토대 부재의 상면으로부터 떼어내는 것을 포함한다.

본 발명의 광학 부재의 제조 방법에 의하면, 상기 광학 부재를 단독의 광학 부품으로서 사용하기 위해, 상기 토대 부재의

상면으로부터 광학 부재를 간단한 방법에 의해 떼어낼 수 있다.

이 경우, 상기 (a)에서 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 상기 토대 부재를 형성할 수 있다.

4. 마이크로렌즈 기판

본 발명의 마이크로렌즈 기판은 기판 위에 설치된 토대 부재와, 상기 토대 부재의 상면 위에 설치된 렌즈를 포함한다.

본 발명의 마이크로렌즈 기판에 의하면, 상기 구성을 갖는 것에 의해, 상기 토대 부재의 상면의 형상이나 높이 등을 제어함

으로써, 설치 위치, 형상 및 크기가 양호하게 제어된 렌즈를 포함하는 마이크로렌즈 기판을 얻을 수 있다.

이 경우, 상기 토대 부재는 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 이루어질 수 있다.

5. 마이크로렌즈 기판의 제조 방법

본 발명의 마이크로렌즈 기판의 제조 방법은 (a) 기체 위에 토대 부재를 형성하고, (b) 상기 토대 부재의 상면에 대하여 액

체방울을 토출하여, 렌즈 전구체를 형성하며, (c) 상기 렌즈 전구체를 경화시켜, 렌즈를 형성하는 것을 포함한다.
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본 발명의 마이크로렌즈 기판의 제조 방법에 의하면, 상기 (a)에서 상기 토대 부재의 상면의 형상이나 높이 및 설치 위치

등을 조정하고, 상기 (b)에서 상기 액체방울의 토출량을 조정하는 것 등에 의해, 설치 위치, 형상 및 크기가 양호하게 제어

된 렌즈를 포함하는 마이크로렌즈 기판을 형성할 수 있다.

이 경우, 상기 (a)에서 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 상기 토대 부재를 형성할 수 있다.

6. 표시 장치

본 발명의 표시 장치는 상기 본 발명의 마이크로렌즈 기판을 구비한다. 이러한 표시 장치로서는, 예를 들어, 액정 표시체,

액정 프로젝터, 유기 EL 표시체를 들 수 있다.

7. 촬상 소자

본 발명의 촬상 소자는 상기 본 발명의 마이크로렌즈 기판을 구비한다. 이러한 촬상 소자로서는, 예를 들어, 고체 촬상 장

치(CCD 등)의 고체 촬상 소자를 예시할 수 있다.

이하, 본 발명의 적합한 실시예에 대해서 도면을 참조하면서 설명한다.

1. 광학 부품의 구조

도 1은 본 발명을 적용한 일 실시예에 따른 광학 부품(100)을 모식적으로 나타내는 단면도이다. 도 2는 도 1에 나타낸 광

학 부품(100)을 모식적으로 나타내는 평면도이다. 또한, 도 1은 도 2의 A-A선에서의 단면을 나타내는 도면이다.

또한, 도 3, 도 5 및 도 7은 각각 도 1에 나타낸 광학 부품(100)의 토대 부재(12)의 형상을 바꾼 변형예를 모식적으로 나타

내는 단면도이고, 도 4, 도 6, 및 도 8은 각각 도 3, 도 5 및 도 7에 나타낸 광학 부품(101, 102, 103)을 모식적으로 나타내

는 평면도이다.

또한, 도 11은 도 1에 나타낸 광학 부품(100)의 토대 부재(12) 및 광학 부재(14)의 형상을 바꾼 변형예를 모식적으로 나타

내는 단면도이고, 도 12는 도 11에 나타낸 광학 부품(104)을 모식적으로 나타내는 평면도이다.

또한, 도 27은 도 1에 나타낸 광학 부품(100)의 토대 부재(12) 및 광학 부재(14)의 형상을 바꾼 변형예를 모식적으로 나타

내는 단면도이고, 도 28은 도 27에 나타낸 광학 부품(105)을 모식적으로 나타내는 평면도이다.

본 실시예의 광학 부품(100)은 기체(10) 위에 설치된 토대 부재(12)와, 토대 부재(12)의 상면(12a) 위에 설치된 광학 부재

(14)를 포함한다. 광학 부재(14)는 예를 들어 입사한 광을 집광(集光), 편향, 또는 분광하는 기능을 가질 수 있다. 이하, 주

로 도 1 및 도 2를 참조하여 본 실시예의 광학 부품(100)의 각 구성요소에 대해서 설명한다.

[기체]

기체(10)로서는, 예를 들어, 실리콘 기판이나 GaAs 기판 등의 반도체 기판, 또는 유리 기판 등을 들 수 있다.

[토대 부재]

(A) 재질

본 실시예의 광학 부품(100)에서는, 토대 부재(12)는 소정 파장의 광을 통과시키는 재질로 이루어진다. 구체적으로, 토대

부재(12)는 광학 부재(14)에 입사한 광을 통과시킬 수 있는 재질로 이루어진다. 예를 들면, 토대 부재(12)는 폴리이미드계

수지, 아크릴계 수지, 에폭시계 수지, 또는 불소계 수지를 사용하여 형성할 수 있다. 본 실시예에서는 토대 부재(12)가 소정

파장의 광을 통과시키는 재질로 이루어지는 경우에 대해서 나타냈으나, 토대 부재(12)를 소정 파장의 광을 흡수하는 재질

로 형성할 수도 있다.

또한, 토대 부재(12)는 기체(10)와 일체화하여 형성된 것일 수도 있다. 즉, 이 경우, 토대 부재(12)는 기체(10)와 동일한 재

료로 형성된다.
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이러한 토대 부재(12)는 예를 들어 기체(10)를 패터닝함으로써 형성할 수 있다.

(B) 입체 형상

도 1 및 도 2에 나타낸 토대 부재(12)의 입체 형상을 바꾼 변형예(광학 부품(101, 102, 103))를 도 3 내지 도 8에 나타낸

다. 도 1 내지 도 8에 나타낸 바와 같이, 토대 부재의 입체 형상은 특히 한정되지 않지만, 적어도 그 상면 위에 광학 부재를

설치할 수 있는 구조인 것이 필요하게 된다. 예를 들면, 도 1에 나타낸 바와 같이, 광학 부품(100)의 토대 부재(12)에서는

상면(12a) 위에 광학 부재(14)를 설치할 수 있다.

또한, 도 3 및 도 4에 나타낸 바와 같이, 토대 부재(22)의 상면(22a)과 측면(22b)이 이루는 각 θ를 예각으로 할 수 있다. 여

기서, 토대 부재(22)의 측면(22b)은 토대 부재(22)의 측부에서 상면(22a)과 접하는 면을 의미한다. 토대 부재(22)에서는

토대 부재(22)의 측부가 토대 부재(22)의 측면(22b)이다.

광학 부재(14)는 토대 부재(22)의 상면(22a)에 대하여 액체방울을 토출하여, 광학 부재 전구체(후술함)를 형성한 후, 상기

광학 부재 전구체를 경화시킴으로써 형성된다. 따라서, 토대 부재(22)의 상면(22a)과 측면(22b)이 이루는 각 θ가 예각인

것에 의해, 토대 부재(22)의 상면(22a)에 대하여 액체방울을 토출할 때에, 토대 부재(22)의 측면(22b)이 액체방울에 의해

젖는 것을 방지할 수 있다. 그 결과, 원하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재(14)를 확실하게 형성할 수 있다.

또한, 도 5 및 도 6에 나타낸 바와 같이, 토대 부재(32)의 입체 형상을 토대 부재(32)의 상부(32c)를 역테이퍼 형상으로 형

성할 수 있다. 이 경우에도, 토대 부재(32)의 상면(32a)과 측면(32b)(토대 부재(32)의 측부에서 상면(32a)과 접하는 면)이

이루는 각 θ가 예각으로 된다. 이 구성에 의하면, 토대 부재(32)의 안정성을 유지하면서, 토대 부재(32)의 상면(32a)과 측

면(32b)이 이루는 각 θ를 보다 작게 할 수 있다. 이것에 의해, 토대 부재(32)의 측면(32b)이 액체방울에 의해 젖는 것을 확

실하게 방지할 수 있다. 그 결과, 원하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재(14)를 보다 확실하게 형성할 수 있다.

(C) 상면의 형상

토대 부재의 상면 형상은 토대 부재의 상면 위에 형성되는 광학 부재의 기능이나 용도에 따라 결정된다. 환언하면, 토대 부

재의 상면 형상을 제어함으로써, 광학 부재의 형상을 제어할 수 있다.

예를 들면, 광학 부품(100)(도 1 및 도 2 참조)에서는, 토대 부재(12)의 상면(12a) 형상은 원이다. 또한, 도 3 내지 도 8에

나타낸 광학 부품(101∼103)에서도, 토대 부재의 상면 형상이 원인 경우를 나타낸다.

광학 부재를, 예를 들어, 렌즈 또는 편향 소자로서 사용할 경우, 토대 부재의 상면 형상을 원으로 한다. 이것에 의해, 광학

부재의 입체 형상을 원구 형상 또는 절단 원구 형상으로 형성할 수 있고, 얻어진 광학 부재를 렌즈 또는 편향 소자로서 사

용할 수 있다. 도 1 및 도 2에 나타낸 광학 부품(100)의 광학 부재(14)를 렌즈로서 적용한 예를 도 9에 나타낸다. 즉, 도 9

에 나타낸 바와 같이, 광학 부재(렌즈)(14)에 의해 광을 집광시킬 수 있다. 또한, 도 1 및 도 2에 나타낸 광학 부품(100)의

광학 부재(14)를 편향 소자로서 적용한 예를 도 10에 나타낸다. 즉, 도 10에 나타낸 바와 같이, 광학 부재(편향 소자)(14)에

의해 광의 진행 방향을 변화시킬 수 있다.

또한, 도시하지 않으나, 광학 부재를, 예를 들어, 이방성 렌즈 또는 편향 소자로서 사용할 경우, 토대 부재의 상면 형상을 타

원으로 한다. 이것에 의해, 광학 부재의 입체 형상을 타원구 형상 또는 절단 타원구 형상으로 형성할 수 있고, 얻어진 광학

부재를 이방성 렌즈 또는 편향 소자로서 사용할 수 있다.

또는, 광학 부재를, 예를 들어, 분광 소자(프리즘)로서 사용할 경우, 토대 부재의 상면 형상을 삼각형으로 할 수 있다. 이 광

학 부재는 토대 부재의 형상이 삼각형으로서, 이 상면에 대하여 액체방울을 토출하여 광학 부재 전구체를 형성한 후, 상기

광학 부재 전구체를 경화시킴으로써 얻어진다. 이렇게 하여 형성된 상기 광학 부재는 분광 소자로서 사용할 수 있다. 또한,

상세한 제조 방법에 대해서는 후술한다. 광학 부재를 프리즘으로서 사용하는 예를 도 11 및 도 12에 나타낸다. 도 11은 도

12의 A-A선에서의 단면도이다. 도 11 및 도 12에 나타낸 바와 같이, 토대 부재(52)는 삼각기둥 형상이다. 따라서, 토대 부

재(52)의 상면(52a) 형상은 삼각형이다. 광학 부재(24)는 분광 소자(프리즘)로서 기능한다. 구체적으로, 도 12에 나타낸

바와 같이, 광학 부재(24)에 입사한 광은 출사 시에 분광된다.
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또한, 상술한 토대 부재(12, 22, 32, 42, 52)는 모두 그 상면이 평면으로 이루어지는 경우를 나타냈으나, 도 27 및 도 28에

나타낸 바와 같이, 토대 부재(62)의 상면(62a)은 곡면일 수도 있다. 도 27 및 도 28에 나타낸 광학 부품(105)에서는, 대략

원구 형상의 광학 부재(34)를 토대 부재(62)의 상면(62a) 위에 설치할 수 있다.

[광학 부재]

(A) 입체 형상

광학 부재는 그 용도 및 기능에 따른 입체 형상을 갖는다. 광학 부재의 입체 형상에 대해서는 [토대 부재]의 부분에서 함께

설명했으므로, 상세한 설명은 생략한다.

(B) 재질

광학 부재(14)는 예를 들어 열 또는 광 등의 에너지를 부가함으로써 경화 가능한 액체 재료를 경화시킴으로써 형성된다.

구체적으로, 본 실시예에서의 광학 부재(14)는 토대 부재(12)의 상면(12a)에 대하여 상기 액체 재료로 이루어진 액체방울

을 토출하여, 광학 부재 전구체(후술함)를 형성한 후, 상기 광학 부재 전구체를 경화시킴으로써 형성된다.

상기 액체 재료로서는, 예를 들어, 자외선 경화형 수지나 열경화형 수지의 전구체를 들 수 있다. 자외선 경화형 수지로서

는, 예를 들어, 자외선 경화형의 아크릴계 수지 및 에폭시계 수지를 들 수 있다. 또한, 열경화형 수지로서는, 열경화형의 폴

리이미드계 수지를 예시할 수 있다.

2. 광학 부품의 제조 방법

다음으로, 도 1 및 도 2에 나타낸 광학 부품(100)의 제조 방법에 대해서 도 13의 (a)∼(c)를 참조하여 설명한다. 도 13의

(a)∼(c)는 각각 도 1 및 도 2에 나타낸 광학 부품(100)의 일 제조 공정을 모식적으로 나타내는 단면도이다.

우선, 기체(10) 위에 토대 부재(12)를 형성한다(도 13의 (a) 참조). 토대 부재(12)의 형성은 토대 부재(12)의 재질이나 형

상 및 크기에 따라 적절한 방법(예를 들어, 선택 성장법, 드라이 에칭법, 습식(wet) 에칭법, 리프트 오프법, 전사법 등)을 선

택할 수 있다.

이어서, 광학 부재(14)를 형성한다(도 13의 (b) 참조). 구체적으로는, 토대 부재(12)의 상면(12a)에 대하여 광학 부재(14)

를 형성하기 위한 액체 재료의 액체방울(14b)을 토출하여, 광학 부재 전구체(14a)를 형성한다. 상술한 바와 같이, 상기 액

체 재료는 에너지(15)를 부가함으로써 경화 가능한 성질을 갖는다.

액체방울(14b)을 토출하는 방법으로서는, 예를 들어, 디스펜서법 또는 잉크젯법을 들 수 있다. 디스펜서법은 액체방울을

토출하는 방법으로서 일반적인 방법이며, 비교적 넓은 영역에 액체방울(14b)을 토출하는 경우에 효과적이다. 또한, 잉크

젯법은 잉크젯 헤드를 사용하여 액체방울을 토출하는 방법이며, 액체방울을 토출하는 위치에 대해서 ㎛ 오더(order)의 단

위로 제어할 수 있다. 또한, 토출하는 액체방울의 양을 피코리터(pl) 오더의 단위로 제어할 수 있기 때문에, 미세한 구조의

광학 부재를 제조할 수 있다.

또한, 액체방울(14b)을 토출하기 전에, 필요에 따라, 토대 부재(12)의 상면(12a)에 친액성 처리 또는 발액성 처리를 행함

으로써, 액체방울(14b)에 대한 상면(12a)의 습윤성을 제어할 수 있다. 이것에 의해, 소정의 형상 및 크기를 갖는 광학 부재

(14)를 형성할 수 있다.

이어서, 광학 부재 전구체(14a)를 경화시켜, 광학 부재(14)를 형성한다(도 13의 (c) 참조). 구체적으로는, 광학 부재 전구

체(14a)에 대하여 열 또는 광 등의 에너지를 부여한다. 광학 부재 전구체(14a)를 경화시킬 때는, 상기 액체 재료의 종류에

따라 적절한 방법을 이용한다. 구체적으로는, 예를 들어, 열에너지의 부가, 자외선 또는 레이저광 등의 광 조사를 들 수 있

다. 이상의 공정에 의해, 광학 부재(14)를 포함하는 광학 부품(100)을 얻을 수 있다(도 1 및 도 2 참조).

또한, 얻어진 광학 부품(100)으로부터 광학 부재(14)를 떼어내어, 광학 부재(14)를 단독의 광학 부품으로서 사용할 수도

있다. 예를 들면, 도 14에 나타낸 바와 같이, 토대 부재(12)와 광학 부재(14)의 접합부에 대하여 가스(예를 들어, 아르곤 가
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스 또는 질소 가스 등의 불활성 가스)(16)를 분사함으로써, 광학 부재(14)를 떼어낼 수 있다. 또는, 광학 부재(14) 위에 점

착 테이프(도시 생략)를 부착시킨 후에 박리함으로써, 광학 부재(14)를 토대 부재(12)의 상면(12a) 위로부터 떼어낼 수 있

다.

3. 작용 효과

본 실시예에 따른 광학 부품 및 그 제조 방법은 이하에 나타낸 작용 효과를 갖는다.

(1) 첫째로, 광학 부재(14)의 크기 및 형상을 엄밀하게 제어할 수 있다. 즉, 광학 부재(14)의 형상은 액체방울(14b)의 토출

량에 따라 제어할 수 있다. 이것에 의해, 원하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재(14)를 포함하는 광학 부품을 얻을 수 있다.

상기 작용 효과에 대해서 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 도 29는 상술한 본 실시예에 따른 광학 부품(100)의 제조

공정(도 13의 (a)∼(c) 참조)에 있어서, 토대 부재(12)와 광학 부재 전구체(14a)의 접합 부분 근방을 모식적으로 나타내는

단면도이고, 구체적으로는 도 13의 (c)에서의 단면의 확대도이다. 도 30은 일반적인 광학 부품의 제조 방법을 모식적으로

나타내는 단면도이다.

우선, 본 실시예에 따른 작용 효과를 상세하게 설명하기 전에, 일반적인 광학 부재의 제조 방법에 대해서 도 30을 참조하여

설명한다.

(a) 일반적인 광학 부품의 제조 방법

광학 부재를 제조하는 방법 중의 하나로서, 기체(10) 위에 액체 재료를 토출하여 광학 부재 전구체를 형성한 후, 상기 광학

부재 전구체를 경화시켜 광학 부재를 얻는 방법이 알려져 있다.

도 30은 광학 부재를 형성하기 위한 액체 재료가 기체(10) 위에 토출된 상태를 나타내는 단면도이다. 구체적으로, 도 30은

상기 광학 부재 전구체를 경화시키기 전의 상태, 즉, 액체 재료로 이루어진 광학 부재 전구체(92a)가 기체(10) 위에 설치되

어 있는 상태를 나타낸다.

도 30에서 γS를 기체(10)의 표면장력, γL을 액체 재료(광학 부재 전구체)의 표면장력, γSL을 기체(10)와 액체 재료의 계면

장력, 기체(10)에 대한 액체 재료와의 접촉각을 θ라고 하면, γS, γL, γSL 사이에는 이하의 식 (1)이 성립한다.

γS = γSL + γLCOSθ (1)

액체 재료로 이루어진 광학 부재 전구체(92a)의 곡률(曲率)은 식 (1)에 의해 결정되는 접촉각 θ에 의해 제한을 받는다. 즉,

광학 부재 전구체(92a)를 경화시킨 후에 얻어지는 광학 부재의 곡률은 주로 기체(10) 및 상기 액체 재료의 재질에 의존하

여 결정된다. 광학 부재의 곡률은 광학 부재의 형상을 결정하는 요소 중의 하나이다. 따라서, 이 제조 방법에서는, 형성되

는 광학 부재의 형상을 제어하는 것이 어렵다.

또한, 이 경우에 있어서, 도시하지 않지만, 기체(10) 표면의 소정 위치에 습윤각을 조정하는 막을 형성한 후, 액체 재료의

액체방울을 토출함으로써, 액체 재료의 접촉각 θ를 크게 하는 방법이 알려져 있다. 이 방법에 의하면, 광학 부재의 형상을

어느 정도 제어할 수 있다. 그러나, 이러한 습윤각을 조정하는 막의 형성에 의해, 광학 부재의 형상을 제어하는데는 한계가

있다.

(b) 본 실시예에 따른 광학 부품의 제조 방법

이것에 대하여, 본 실시예에 따른 광학 부품의 제조 방법에 의하면, 도 29에 나타낸 바와 같이, 광학 부재 전구체(14a)는 토

대 부재(12)의 상면(12a) 위에 형성된다. 이것에 의해, 토대 부재(12)의 측면(12b)이 광학 부재 전구체(14a)에 의해 젖지

않는 한, 광학 부재 전구체(14a)에는 토대 부재(12)의 표면장력이 작용하지 않고, 광학 부재 전구체(14a)의 표면장력 γL이

주로 작용한다. 이 때문에, 광학 부재 전구체(14a)를 형성하기 위한 액체방울의 양을 조정함으로써, 광학 부재 전구체

(14a)의 형상을 제어할 수 있다. 이것에 의해, 원하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재(14)를 얻을 수 있다.
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(2) 둘째로, 광학 부재(14)의 설치 위치를 엄밀하게 제어할 수 있다. 상술한 바와 같이, 광학 부재(14)는 토대 부재(12)의

상면(12a)에 대하여 액체방울(14b)을 토출하여, 광학 부재 전구체(14a)를 형성한 후, 광학 부재 전구체(14a)를 경화시킴

으로써 형성된다(도 13의 (b) 참조). 일반적으로, 토출된 액체방울의 착탄(着彈) 위치를 엄밀하게 제어하는 것은 어렵다.

그러나, 이 방법에 의하면, 특별히 위치 맞춤을 행하지 않고 토대 부재(12)의 상면(12a) 위에 광학 부재(14)를 형성할 수

있다. 즉, 토대 부재(12)의 상면(12a) 위에 단순히 액체방울(14b)을 토출함으로써, 위치 맞춤을 행하지 않고 광학 부재 전

구체(14a)를 형성할 수 있다. 환언하면, 토대 부재(12)를 형성할 때의 얼라인먼트 정밀도에 의해 광학 부재(14)를 형성할

수 있다. 이것에 의해, 설치 위치가 제어된 광학 부재(14)를 간단하게 얻을 수 있다.

(3) 셋째로, 토대 부재(12)의 상면(12a) 형상을 설정함으로써, 광학 부재(14)의 형상을 설정할 수 있다. 즉, 토대 부재(12)

의 상면(12a) 형상을 적절히 선택함으로써, 소정의 기능을 갖는 광학 부재(14)를 형성할 수 있다. 따라서, 토대 부재(12)의

상면(12a) 형상을 바꿈으로써, 다른 기능을 갖는 광학 부재를 동일한 기체 위에 복수 설치할 수도 있다.

(4) 넷째로, 토대 부재(12)의 높이를 제어함으로써, 기체(10)와 광학 부재(14)의 거리를 제어할 수 있다. 이것에 의해, 기체

(10)와 광학 부재(14)의 위치 맞춤이 용이하고, 설치 위치가 제어된 광학 부재(14)를 간편한 방법에 의해 형성할 수 있다.

본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 않고, 다양한 변형이 가능하다. 예를 들면, 본 발명은 실시예에서 설명한 구성과 실질

적으로 동일한 구성(예를 들어, 기능, 방법 및 결과가 동일한 구성, 또는 목적 및 결과가 동일한 구성)을 포함한다. 또한, 본

발명은 실시예에서 설명한 구성의 본질적이지 않은 부분을 치환한 구성을 포함한다. 또한, 본 발명은 실시예에서 설명한

구성과 동일한 작용 효과를 나타내는 구성 또는 동일한 목적을 달성할 수 있는 구성을 포함한다. 또한, 본 발명은 실시예에

서 설명한 구성에 공지 기술을 부가한 구성을 포함한다.

다음으로, 상기 형태를 적용한 실시예에 대해서 설명한다. 실시예 1 내지 3은 모두 본 발명의 광학 부품(100)을 마이크로

렌즈 기판에 적용한 예를 나타낸다. 마이크로렌즈 기판은 예를 들어 액정 디스플레이 패널의 화소부, 고체 촬상 장치

(CCD)의 수광면, 광섬유의 광결합부에 설치된다. 또한, 실시예 4는 실시예 1에서 얻어진 광학 부재(14)를 떼어내는 방법

을 나타낸다.

[실시예 1]

1. 마이크로렌즈 기판의 구조

도 15는 실시예 1에 따른 마이크로렌즈 기판(200)을 모식적으로 나타내는 단면도이다. 도 16은 도 15에 나타낸 마이크로

렌즈 기판(200)을 모식적으로 나타내는 평면도이다. 또한, 도 15는 도 16의 A-A선에 따른 단면을 모식적으로 나타내는

도면이다.

도 15에 나타낸 바와 같이, 마이크로렌즈 기판(200)에는 복수의 광학 부재(114)가 설치되어 있다. 광학 부재(114)는 토대

부재(112)의 상면(112a) 위에 설치되어 있다. 토대 부재(112)는 기체(110) 위에 설치되어 있다.

본 실시예에서는 기체(110)가 유리 기판, 토대 부재(112)가 폴리이미드계 수지, 및 광학 부재(114)가 자외선 경화형 수지

로 이루어지는 경우에 대해서 설명한다.

또한, 광학 부재(114)를 고정시키기 위해, 필요에 따라, 광학 부재(114)의 주위를 밀봉재(160)로 매립할 수 있다(도 26 참

조). 또한, 후술하는 실시예 2 및 실시예 3에서도 동일하게, 필요에 따라, 밀봉재(160)로 광학 부재(114)의 주위를 매립할

수 있다. 밀봉재(160)는 광학 부재(114)를 구성하는 재질보다도 굴절률이 작은 재질로 이루어지는 것이 바람직하다. 밀봉

재(160)의 재질은 특별히 한정되지 않으나, 예를 들어, 수지를 사용할 수 있다.

2. 마이크로렌즈 기판의 제조 방법

다음으로, 본 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판(200)의 제조 방법에 대해서 설명한다. 도 17의 (a)∼(e), 도 18의 (a) 및

(b)는 각각 도 15 및 도 16에 나타낸 마이크로렌즈 기판(200)의 일 제조 공정을 모식적으로 나타내는 단면도이다.

우선, 유리 기판으로 이루어진 기체(110) 위에 폴리이미드 전구체를 도포한 후, 약 150℃에서 열처리를 행한다(도 17의

(a) 참조). 이것에 의해, 수지층(112x)을 형성한다. 여기서, 수지층(112x)은 형상을 유지할 수 있는 상태이지만, 완전히 경

화되지 않은 상태이다.
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다음으로, 수지층(112x) 위에 레지스트층(R1)을 형성한 후, 소정 패턴의 마스크(130)를 사용하여 포토리소그래피 공정을

행한다(도 17의 (b) 참조). 이것에 의해, 소정 패턴의 레지스트층(R1)이 형성된다(도 17의 (c) 참조).

이어서, 레지스트층(R1)을 마스크로 하여, 예를 들어, 알칼리계 용액을 사용한 습식 에칭에 의해, 수지층(112x)을 패터닝

한다. 이것에 의해, 토대 부재(112)가 형성된다(도 17의 (d) 참조). 그 후, 레지스트층(R1)을 제거한 후, 약 350℃에서 열

처리를 행함으로써, 토대 부재(112)를 완전히 경화시킨다(도 17의 (e) 참조).

이어서, 토대 부재(112)의 상면(112a)에 대하여 잉크젯 헤드(117)를 사용하여 액체 재료의 액체방울(114b)을 토출하여,

광학 부재 전구체(렌즈 전구체)(114a)를 형성한다. 이 광학 부재 전구체(114a)는 나중의 경화 공정에 의해, 광학 부재

(114)(도 15 및 도 16 참조)로 변환된다. 또한, 본 실시예에서는, 상기 액체 재료로서 자외선 경화형 수지의 전구체를 사용

하고, 액체방울(114b)을 토출하는 방법으로서 잉크젯법을 이용한 경우에 대해서 설명한다. 필요에 따라, 액체방울(114b)

을 복수회 토출함으로써, 원하는 형상 및 크기의 광학 부재 전구체(114a)를 토대 부재(112)의 상면(112a) 위에 형성한다.

이어서, 광학 부재 전구체(114a)에 대하여 자외선(115)을 조사함으로써, 광학 부재(114)를 형성한다(도 18의 (b) 참조).

자외선의 조사량은 광학 부재 전구체(114a)의 형상, 크기 및 재질에 따라 적절히 조정한다. 이상의 공정에 의해, 광학 부재

(렌즈)(114)가 형성된다. 이것에 의해, 광학 부재(114)를 포함하는 마이크로렌즈 기판(200)이 얻어진다(도 15 및 도 16 참

조).

본 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판(200) 및 그 제조 방법에 의하면, 본 실시예에 따른 광학 부품 및 그 제조 방법과 동일

한 작용 효과를 갖는다.

[실시예 2]

1. 마이크로렌즈 기판의 구조

도 19는 실시예 2에 따른 마이크로렌즈 기판(300)을 모식적으로 나타내는 단면도이다. 도 20은 도 19에 나타낸 마이크로

렌즈 기판(300)을 모식적으로 나타내는 평면도이다. 또한, 도 19는 도 20의 A-A선에 따른 단면을 모식적으로 나타내는

도면이다.

본 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판(300)은 토대 부재(132)가 차양형 형상을 갖는 점에서 실시예 1의 마이크로렌즈 기판

(200)과는 다른 구조를 갖는다.

그러나, 그 이외의 구성에 대해서는 실시예 1의 마이크로렌즈 기판(200)과 동일한 구성을 갖기 때문에, 동일한 구성을 갖

는 개소에 대해서는 설명을 생략한다.

토대 부재(132)는 실시예 1의 토대 부재(112)와 동일하게, 폴리이미드계 수지로 이루어진다. 도 19 및 도 20에 나타낸 바

와 같이, 토대 부재(132)는 차양형 형상을 갖는다. 환언하면, 토대 부재(132)의 상부(132c)는 역테이퍼 형상으로 형성되어

있다. 이 경우, 토대 부재(132)의 상면(132a)과 측면(132b)(토대 부재(132)의 측부에서 상면(132a)과 접하는 면)이 이루

는 각 θ는 예각으로 되어 있다. 이 구성에 의하면, 토대 부재(132)의 상면(132a)과 측면(132b)이 이루는 각 θ를 보다 작게

할 수 있다. 이것에 의해, 토대 부재(132)의 측면(132b)이 액체방울에 의해 젖는 것을 확실하게 방지할 수 있기 때문에, 원

하는 형상 및 크기를 갖는 광학 부재(14)를 보다 확실하게 형성할 수 있다.

2. 마이크로렌즈 기판의 제조 방법

다음으로, 본 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판(300)의 제조 방법에 대해서 설명한다. 도 21의 (a)∼(e)는 각각 도 19 및

도 20에 나타낸 마이크로렌즈 기판(300)의 일 제조 공정을 모식적으로 나타내는 단면도이다.

본 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판(300)의 제조 방법은 토대 부재(132)의 패터닝 공정을 제외하고, 실시예 1에 따른 마

이크로렌즈 기판(200)의 제조 방법과 동일하다. 이 때문에, 여기서는 토대 부재(132)의 패터닝 공정에 대해서 주로 설명한

다.

우선, 유리 기판으로 이루어진 기체(10) 위에 수지층(112x)을 형성한 후, 소정 패턴의 레지스트층(R1)을 형성한다(도 21

의 (a)∼(c) 참조). 여기까지의 공정은 실시예 1의 제조 방법과 동일하다.
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다음으로, 레지스트를 변질(變質)시키지 않을 정도의 온도(예를 들어, 130℃)에서 열처리를 행한다. 이 열처리에서는 수지

층(112x)의 상면 측으로부터 열을 가함으로써, 수지층(112x) 중 기체(110)측 부분보다도 수지층(112x)의 상면측(레지스

트층(R1) 측) 부분의 경화 정도를 크게 하는 것이 바람직하다.

이어서, 레지스트층(R1)을 마스크로 하여, 수지층(112x)을 습식 에칭한다. 이 공정에 있어서, 레지스트층(R1)의 직하(直

下) 부분, 즉, 수지층(112x)의 상부는 다른 부분과 비교하여 에칭제의 침입 속도가 느리기 때문에 에칭되기 어렵다. 또한,

상기 열처리에 의해, 수지층(112x)의 상면측 부분의 경화 정도가 기체(110)측 부분의 경화 정도보다도 커지고 있다. 이것

에 의해, 수지층(112x)의 상면측 부분은 기체(110)측 부분보다도 습식 에칭에서의 에칭 레이트가 작다. 이 때문에, 상기

습식 에칭 시에서, 수지층(112x)의 상면측 부분은 기체(110)측 부분과 비교하여 에칭 속도가 느리기 때문에, 수지층

(112x)의 상면측 부분은 기체(110)측 부분과 비교하여 보다 많이 잔존한다. 이것에 의해, 상부(132c)가 역테이퍼 형상으

로 형성된 토대 부재(132)를 얻을 수 있다(도 21의 (d) 참조). 이어서, 레지스트층(R1)을 제거한다(도 21의 (e) 참조).

그 후의 공정은 실시예 1의 제조 방법과 동일하다. 이것에 의해, 마이크로렌즈 기판(300)이 얻어진다(도 19 및 도 20 참조)

.

본 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판(300) 및 그 제조 방법에 의하면, 본 실시예에 따른 광학 부품 및 그 제조 방법과 동일

한 작용 효과를 갖는다.

[실시예 3]

1. 마이크로렌즈 기판의 구조

도 22는 실시예 1에 따른 마이크로렌즈 기판(400)을 모식적으로 나타내는 단면도이다. 도 23은 도 22에 나타낸 마이크로

렌즈 기판(400)을 모식적으로 나타내는 평면도이다. 또한, 도 22는 도 23의 A-A선에 따른 단면을 모식적으로 나타내는

도면이다.

도 22에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판(400)에서는, 토대 부재(152)가 기체(110)와 일체화하여

형성되어 있고, 기체(110)와 동일한 재질(유리 기판)로 이루어지는 점에서 실시예 1과는 다른 구성을 갖는다. 그러나, 그

이외의 구성에 대해서는 실시예 1의 마이크로렌즈 기판(200)과 동일한 구성을 갖기 때문에, 동일한 구성을 갖는 개소에 대

해서는 설명을 생략한다.

2. 마이크로렌즈 기판의 제조 방법

다음으로, 본 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판(400)의 제조 방법에 대해서 설명한다. 도 24의 (a)∼(e)는 각각 도 22 및

도 23에 나타낸 마이크로렌즈 기판(400)의 일 제조 공정을 모식적으로 나타내는 단면도이다.

우선, 유리 기판으로 이루어진 기체(110) 위에 드라이 필름 레지스트(DFR)를 적층한다(도 24의 (a) 참조).

이어서, 소정 패턴의 마스크(230)를 사용하여 포토리소그래피 공정을 행한다(도 24의 (b) 참조). 이것에 의해, 소정 패턴의

레지스트층(R2)이 형성된다(도 24의 (c) 참조).

이어서, 레지스트층(R2)을 마스크로 하여, 유리 기판으로 이루어진 기체(110)를 패터닝한다(도 24의 (d) 참조). 이 패터닝

에 의해, 토대 부재(152)가 기체(110)와 일체화하여 형성된다. 즉, 인접하는 토대 부재(152)는 홈에 의해 분리되어 있다.

패터닝의 방법으로서는, 플루오르산에 의한 습식 에칭, 이온 빔에 의한 에칭, 레이저에 의한 미세 가공, 샌드 블래스팅

(sand-blasting)법 등을 예시할 수 있다. 이 중, 비교적 넓은 면적을 패터닝할 때에는 샌드 블래스팅법이 효과적이다. 샌드

블래스팅법은 입자 직경이 1㎛∼수십㎛인 미립자를 가공물에 분무함으로써 에칭을 행하는 공법이며, 20㎛ 정도의 분해능

을 얻을 수 있다. 샌드 블래스팅법에 사용하는 미립자로서는, SiC, AlO2 등을 예시할 수 있다. 그 후, 레지스트층(R2)을 제

거한다(도 24의 (e) 참조).

그 후의 공정은 실시예 1의 제조 방법과 동일하다. 이것에 의해, 마이크로렌즈 기판(400)이 얻어진다(도 22 및 도 23 참조)

.
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본 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판(400) 및 그 제조 방법에 의하면, 본 실시예에 따른 광학 부품 및 그 제조 방법과 동일

한 작용 효과를 갖는다.

[실시예 4]

1. 광학 부재(114)를 떼어내는 방법

실시예 4는 실시예 1에서 얻어진 마이크로렌즈 기판(200)으로부터 광학 부재(14)를 떼어내는 방법에 대해서 설명한다. 도

25의 (a) 및 (b)는 각각 본 실시예에 따른 광학 부재(114)의 떼어내기 방법을 모식적으로 나타내는 단면도이다. 떼어낸 광

학 부재(114)는 단독으로 다른 장치의 부품으로서 사용할 수 있다. 구체적으로, 광학 부재(114)는 볼렌즈로서, 다른 장치

의 부품으로서 사용할 수 있다.

우선, 실시예 1에 따른 마이크로렌즈 기판(200)의 광학 부재(114) 위에 접착 시트(150)를 설치한다(도 25의 (a) 참조). 이

어서, 접착 시트(150)를 박리함으로써, 토대 부재(112)로부터 광학 부재(114)를 떼어낸다(도 25의 (b) 참조). 이상의 공정

에 의해, 광학 부재(114)를 떼어낼 수 있다. 이 때, 토대 부재(112)의 상면(112a)에 미리 발액 처리를 실시하여 두면, 떼어

내기가 용이해진다.

또한, 본 실시예에서는 실시예 1에 따른 마이크로렌즈 기판(200)으로부터 광학 부재(114)를 떼어내는 방법에 대해서 나타

냈으나, 본 실시예에 따른 방법에 의해 실시예 2 또는 실시예 3에 따른 마이크로렌즈 기판(300, 400)으로부터 광학 부재

(114)를 떼어낼 수도 있다.

또한, 본 실시예에서는 렌즈로서 기능하는 광학 부재를 마이크로렌즈 기판으로부터 떼어내는 방법에 대해서 설명했으나,

렌즈 이외의 기능을 갖는 광학 부재를 광학 부품으로부터 떼어내는 경우에 대해서도, 본 실시예와 동일한 방법을 이용할

수 있다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 설치 위치, 형상 및 크기가 양호하게 제어된 광학 부품 및 그 제조 방법을 제공할 수 있

고, 또한 렌즈의 설치 위치, 형상 및 크기가 양호하게 제어된 마이크로렌즈 기판 및 그 제조 방법, 상기 마이크로렌즈 기판

을 구비한 표시 장치, 촬상 소자를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명을 적용한 일 실시예에 따른 광학 부품을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 2는 도 1에 나타낸 광학 부품을 모식적으로 나타내는 평면도.

도 3은 본 발명을 적용한 일 실시예에 따른 광학 부품을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 4는 도 3에 나타낸 광학 부품을 모식적으로 나타내는 평면도.

도 5는 본 발명을 적용한 일 실시예에 따른 광학 부품을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 6은 도 5에 나타낸 광학 부품을 모식적으로 나타내는 평면도.

도 7은 본 발명을 적용한 일 실시예에 따른 광학 부품을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 8은 도 7에 나타낸 광학 부품을 모식적으로 나타내는 평면도.

도 9는 도 1 및 도 2에 나타낸 광학 부재가 렌즈로서 기능하는 경우를 모식적으로 나타내는 단면도.

도 10은 도 1 및 도 2에 나타낸 광학 부재가 편향 소자로서 기능하는 경우를 모식적으로 나타내는 단면도.
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도 11은 본 발명을 적용한 일 실시예에 따른 광학 부품을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 12는 도 11에 나타낸 광학 부품을 모식적으로 나타내는 평면도.

도 13의 (a)∼(c)는 각각 도 1 및 도 2에 나타낸 광학 부품의 일 제조 공정을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 14는 본 발명을 적용한 일 실시예에 따른 광학 부재의 떼어내기 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 16은 도 15에 나타낸 마이크로렌즈 기판을 모식적으로 나타내는 평면도.

도 17의 (a)∼(e)는 각각 도 15 및 도 16에 나타낸 마이크로렌즈 기판의 일 제조 공정을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 18의 (a) 및 (b)는 각각 도 15 및 도 16에 나타낸 마이크로렌즈 기판의 일 제조 공정을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 20은 도 19에 나타낸 마이크로렌즈 기판을 모식적으로 나타내는 평면도.

도 21의 (a)∼(e)는 각각 도 19 및 도 20에 나타낸 마이크로렌즈 기판의 일 제조 공정을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 22는 본 발명의 일 실시예에 따른 마이크로렌즈 기판을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 23은 도 22에 나타낸 마이크로렌즈 기판을 모식적으로 나타내는 평면도.

도 24의 (a)∼(e)는 각각 도 22 및 도 23에 나타낸 마이크로렌즈 기판의 일 제조 공정을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 25의 (a) 및 (b)는 각각 본 발명의 일 실시예에 따른 광학 부재의 떼어내기 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 26은 도 15에 나타낸 마이크로렌즈 기판의 일 변형예를 모식적으로 나타내는 단면도.

도 27은 본 발명을 적용한 일 실시예에 따른 광학 부품을 모식적으로 나타내는 단면도.

도 28은 도 27에 나타낸 광학 부품을 모식적으로 나타내는 평면도.

도 29는 도 13의 (c)에서의 단면의 확대도.

도 30은 일반적인 광학 부품의 제조 방법을 모식적으로 나타내는 단면도.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

10, 110 : 기체(基體)

12, 22, 32, 42, 52, 62, 112, 132, 152 : 토대 부재

12a, 22a, 32a, 42a, 52a, 62a, 112a, 132a, 152a : 토대 부재의 상면

12b, 22b, 32b : 토대 부재의 측면

32c : 토대 부재의 상부

14, 24, 34, 114 : 광학 부재
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14a : 광학 부재 전구체(前驅體)

14b : 액체방울

15 : 에너지

16 : 가스

17 : 액체방울 토출구

100, 101, 102, 103, 104, 105 : 광학 부품

112x : 수지층

114a : 광학 부재 전구체

114b : 액체방울

115 : 자외선

117 : 잉크젯 헤드

130, 230 : 마스크

150 : 점착(粘着) 시트

160 : 밀봉재

200, 210, 300, 400 : 마이크로렌즈 기판

R1, R2 : 레지스트층

도면

도면1
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도면2

도면3

도면4
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도면5

도면6

도면7
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도면8

도면9

도면10
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도면11

도면12
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도면13

도면14
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도면15

도면16
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도면17
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도면18

도면19
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도면20
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도면21

도면22
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도면23
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도면24
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도면25

도면26
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도면27

도면28

도면29
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도면30

등록특허 10-0739085

- 34 -


	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	특허청구의 범위
	명세서
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명
	실시예


	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8
	도면9
	도면10
	도면11
	도면12
	도면13
	도면14
	도면15
	도면16
	도면17
	도면18
	도면19
	도면20
	도면21
	도면22
	도면23
	도면24
	도면25
	도면26
	도면27
	도면28
	도면29
	도면30




문서
서지사항 1
요약 1
대표도 1
특허청구의 범위 2
명세서 7
 발명의 상세한 설명 7
  발명의 목적 7
   발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 7
   발명이 이루고자 하는 기술적 과제 7
  발명의 구성 7
  발명의 효과 17
 도면의 간단한 설명 17
  실시예 17
도면 18
 도면1 19
 도면2 20
 도면3 20
 도면4 20
 도면5 21
 도면6 21
 도면7 21
 도면8 22
 도면9 22
 도면10 22
 도면11 23
 도면12 23
 도면13 24
 도면14 24
 도면15 25
 도면16 25
 도면17 26
 도면18 27
 도면19 27
 도면20 28
 도면21 29
 도면22 29
 도면23 30
 도면24 31
 도면25 32
 도면26 32
 도면27 33
 도면28 33
 도면29 33
 도면30 34
